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A tananyag 
Oktatási cél: 
A hallgatók megismertetése a mikro- és nano-elektronikai, valamint a vonatkozó elektromechanikai 
eszközök működésével, annak fizikai alapjaival és ezen eszközök előállítási technológiájával és 
felhasználási területeivel.  
Tematika:  
Kristálytani és fizikai alapok. Bipoláris, unipoláris és foto-elektromos félvezető eszközök.  
Kristály- és rétegnövesztési eljárások, adalékolás, oxidáció, rétegeltávolító műveletek, mintázat és 
ábrakialakítás a mikro- és a nano-tartományban. 
MEMS és NEMS eszközök, mikrofluidika. 

Témakör (előadás): Ea. Óra 
Bevezetés. Kristálytani alapfogalmak. 
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Fizikai alapok 
2. 3 

Bipoláris és unipoláris eszközök 
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Fotoelektromos eszközök. Nanoméretű eszközök. 
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Nemzeti Ünnep 
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Rektori szünet 
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Kristálynövesztés, rétegelőállítás, Adalékolás és oxidáció 
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Rétegeltávolító műveletek, mintázat- és ábrakialakítás 
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Nanoanyagok és nanoszerkezetek előállítása 
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Zárthelyi 
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IC technológiai sorok 
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MEMS és NEMS technológiák és eszközök 
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CNT és graphén eszközök 
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pn-átmenet vizsgálata 
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Pótmérés 
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Félévközi követelmények 
A tantervben előírt előadások és laborgyakorlatok látogatása kötelező. A vizsgára bocsátás feltétele két 
zárthelyi dolgozat megírása és a laborgyakorlatok feladatainak hiánytalan elvégzése legalább elégséges 
(2) szinten. 
A pótlás módja: A zárthelyik és a laborgyakorlatok külön időpontban, zárthelyinként és 
laborgyakorlatonként egy-egy alkalommal pótolhatók a szorgalmi időszakban. A vizsgaidőszakbeli 
pótlás az Óbudai Egyetem tanulmányi szabályzata szerint (egy pótlási lehetőség a vizsgaidőszak első 
két hetében). 
A félévközi jegy kialakításának módszere:  
- 
A vizsga módja:  
A vizsga írásbeli és szóbeli. 

Irodalom: 
Kötelező: 
Az előadások vetített anyagai, amelyek megtalálhatóak a vonatkozó Moodle oldalon. 
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